OPTIK VAKUUMBESCHICHTUNGSANLAGEN & EXPERTISE

VYON ARDENNE

OPTIK

VAKUUMBESCHICHTUNGS-
‘ ANLAGEN & EXPERTISE

Hochproduktive optische Beschichtung
durch prazise & automatisierte Prozesse
mit flexiblen Anlagenplattformen



HOCHPRODUKTIVE
OPTISCHE
BESCHICHTUNG

DURCH PRAZISE &
AUTOMATISIERTE PROZESSE

Die Nachfrage nach optischen Produkten ist in den letzten
Jahren stark gestiegen, besonders nach Prazisionsoptik.
Megatrends wie autonomes Fahren, das Internet der Dinge
und Virtuelle Realitat werden das Marktwachstum
zusatzlich steigern.

Eine wesentliche Voraussetzung fur diese Produkte sind
hochprazise Beschichtungen. Sie nutzen die optischen
Interferenzeigenschaften aus und verleihen den
Préazisionsoptiken so ihre gewunschten Funktionen.

VON ARDENNE hat Uber viele Jahrzehnte Erfahrung in der
Entwicklung und Fertigung von Vakuumbeschichtungs-
anlagen gesammelt. Deshalb profitieren unsere Kunden
von unserem tiefen Verstandnis der physikalischen
Prozesse der Vakuumbeschichtung und den Erkenntnissen
aus ihrem Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Dieses Wissen haben wir in die Entwicklung zahlreicher
Anlagenplattformen einflieBen lassen. Damit kdnnen
unsere Kunden das komplette Anforderungsspektrum
abdecken: von Forschung und Entwicklung Uber die Pilot-
bis hin zur Massenproduktion.

Dichtere & stabilere Beschichtungen E‘/

fur Entspiegelungen & optische Filter
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SUBSTRATE

Hochprézise Beschichtungen sind eine Voraussetzung fiir Prazisionsoptiken.
Sie nutzen die Interferenzeigenschaften aus und sorgen flr die gewunschten Eigenschaften.

VON ARDENNE kennt die physikalischen Prozesse, die fur die Vakuumbeschichtung optischer Komponenten notwendig sind, aus eigener
Erfahrung. Und wir verfligen Uber das Know-how, diese auf eine Vielzahl unterschiedlicher Substratformen und -gréBen anzuwenden.

ULTRADUNNGLAS WAFER (Si, InP, GaAs) STANDARD
0,1 ~ 0,3 mm dick 0.7 mm thick 1,0 ~ 6,5 mm dick
@200 mm @ 4", 6", 200/ 300 mm @1",2",25/50 mm
Wafer-Level-Optik Wafer-Level-Optik
3D-Abtastung Laserdioden Katalogoptiken
Laseroptik

KEILFORMIG

Wie Standard, aber mit
nicht parallelen Oberflachen

GROBFLACHIG

2 ~ 50 mm dick,
@ bis zu 200 mm,

KUBISCH

5x 5 x5 mm? bis zu
70X 70 x 70 mm3

Spezielle CARS-Prozesstechnologie E‘/

fur optische Schichten hochster Gute

Bis zu 30 % schnellere Produktion E‘/

durch simultane doppelseitige Beschichtung

) i 2
(A <<1°) o bis zu 300 x 400 mm ~
. . :
Telecom-Optik
Katalogoptiken AV/VR/XR
Laseroptik Automotive, HUD
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SPHARISCH ZYLINDRISCH PRISMEN
5 mm - 70 mm dick Bis zu 70 mm dick, Bis zu 70 mm
@ bis zu 200 mm bis zu 200 mm breit Kantenlange
N N . 4
Laseroptik Laseroptik Katalogoptiken

RONtgen/EUV-Optik RONtgen/EUV-Optik Periskop-Optik
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DIELEKTRISCHE SPIEGEL OPTISCHE FENSTER

Reflexion mit hochster Effizienz ki Selektiver Lichteintritt mit hoher Transmission

durch dielektrische Wechselschichten durch optische Vergltung vielfaltiger Substratformate

Es gibt viele Ansatze fir Advanced Packaging, also . . Opplsens FEMSEl Eiaiosh een LEmtienses . .

die Kunst, mehrere Chips effizient und kompakt zu G!.a te optls"che Schichten E‘/ bestimmter Wellenlangen flr opto- Beﬂschlchtung vielfaltiger Substrate
hochster Glite elektronische Systeme und schiitzen sie moglich

verbinden, um die Systemleistung zu maximieren. ; 2 o
zugleich vor stérenden Umgebungseinfliissen.

f durch spezielle CARS-Prozess- ) ) : durch Anpassung der Anlagen an
LIS kpmplexerg elektrom;che Syr:j,temelwerden technologie Sie kommen in der Luft & Raumfahrt-Industrie .
durch d|e. Integration vgrschledener mtegnertgr fir Anwendungen wie Erdbeobachtung, Fern-
Sc'haltkre|se er'zeu'gt. Die Am‘orQerungen an die ' erkundung, Umweltiberwachung, Hohen- und
Ie.|_tenden gnd |§Ql|erce_hden S§h|chten werden d'abe| BiS 21150 % weniger E\/ Entfernungsmessung, LIDAR, RADAR, Kamera- e
OISR Ehtd TS muss?n HIE b unc_J_ ce Personalaufwand sensoren, Pilotensichtsystemen zur Kollisions-
Aus.nu'tzung Eer zurVerfugung SLEE O Flache ; vermeidung und in Kommunikationssystemen | durch simultane doppelseitige Ent- d Bt “"i»
optgn@rt werdel?_,_ um diese Losungen kostengunstig durch vollautomatisierte zum Einsatz. spiegelung iw o
produzieren zu kénnen. .y ) _ _ ol - | d,
ﬁ o ) ; . Rezeptsteuerung, Camer Form und GroBe der optischen Fenster sind ) e ] ﬁ
l\/IatenaI!en und die Prozesse zu ihrer Abscheidung Handling & Substratbestlickung nahezu beliebig. Oft handelt es sich um flache . . . B OPTA X CLUSTER-SYSTEME
- e |mmer [empEE! U grfo.rdern Glasplatten, die mindestens durch eine PIS “u | f\\:llen(ljger Drehteller-Beschichtungs- | | fiir Forschung, Entwick-
OPTA X . CiLUSTER-SYSTEME . hoche'n'mekelte Plattformen, die d|<? komplexesten. e i = beidseitige Antireflexionsbeschichtung (AR) ersonalaufwan anlage lung & Produktion
aDr:TargzlIer-Beschlchtungs- Ifl‘j;g‘;spcrgz:gk'ﬂi?‘”mk' hM;;fz!'15'566:‘:2532?;2l‘:i{gjgig‘;”fg:ﬂg SJ;‘ijkter?;‘um't (Izr[z;uzsecss(iajtl)r;-rs\:::chung fur eine maximale Transmission im durch vollautomatisierte Rezeptsteuerung,
o . nas gewlnschten Frequenzbereich optimiert Carrier-Handling & Substratbestlickung
hier sind wir fuhrend: Material- und kontinuierlich sind
Gerateinnovationen auf Wafer- oder Panel-Substraten éu;zic;irllgzglr?stliccmfrr;lle o ) _ ’/ﬁf—
mit Sub-Nanometer-Prazision. p Wir b|¢ten lhnen mit der OPTA X emg _ VISS
Beschichtungsanlage, die bestens flr diese Vertikale
Anwendung geeignet ist. Die Anlage ist flr Beschichtungsanlage
eine Vielfalt von geometrischen Formen an
VISS Substraten geeignet.
Vertikale
Beschichtungsanlage 100 1 gt £ il
E 2. UEH peeen oci crmtetney Bl e T
£ s ! ! et i
E o4 . | BRIV A WA A
E g R S e
o
= & 57 l
2 i 2 MV B 18079 3 PISR
E q i = T L " | 1 180479 2 P T
g 2 b ! ! ! n 30" Design
|/\/ = o F__-‘l.__.r... '-‘:' F.' ! Ra 30" Design
500 1000 1500 == et
Strahlteiler
Beschichtungsbeispiel Ex-sity measurement (Perkin Elme], 30° A0| in coilsnoration witn
Fraunkofer &
100 rrr——————— e 1.2 . " + - - .
| =. | 1:
w . . - I\. 1 | T
B0 [ ! ! | | | E 1.0 | I |
E 70 |k | E 08 | | r:,brh_i:_, :.'1.::['} — [
% s | | 1 g . 15 dodiie sided {oatings) .
E 50 il 2 0 | { { ]
i 40 '!'l & i------- -------in---------------.11'---------------------- - M < 08N O X
0 “ N A NN
20— I 1 =T _‘_l W esign 0.2 | /\.-
/\/ 10 i B waaiuement | ! + ' |/\/
- . {I I ] D"} . .
Breitbandspiegel 350 450 550 450 750 BS0 950 1050 1150 400 500 600 700 Antireflexbeschichtung
(BBHR) Wavelength [nm] wavelength [nm| Beschichtungsbeispiel
Beschichtungsbeispiel F:.:;.f-'.fﬁ‘ffff win




OPTA X

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

HISS

Horizontale
Beschichtungsanlage

CLUSTER-SYSTEME VISS
flir Forschung, Entwick- Vertikale
lung & Produktion Beschichtungsanlage
1
Funktionsprinzip

eines Wellenleiters fiir AR

i
AR-Brille

mit Wellenleiter

I

WELLENLEITER FUR
AUGMENTED REALITY

Beschichtungslosungen flr Optische Wellenleiter
flr ein brilliantes Augmented-Reality Erlebnis

Suchen Sie nach Beschichtungslosungen fur
AR-Wellenleiter, die durch hochste Haltbarkeit
und optimale optische Eigenschaften
Uberzeugen?

Mit der Technologie des Magnetronsputterns
bieten wir Ihnen leistungsstarke
Beschichtungsanlagen und Verfahren flr
reflektierende Wellenleiter. Diese zeichnen
sich durch herausragende Langlebigkeit,
verbesserte optische Qualitat sowie prazise
Reproduzierbarkeit aus — Voraussetzungen,
die gerade flr Anwendungen in Augmented
Reality, Telekommunikation, Sensorik und
integrierter Optik entscheidend sind.

Ambient light

Uberlegene Haltbarkeit B

durch sehr dichte Beschichtungen mittels
Magnetron-Sputtern

Verbesserte optische Leistung B

durch hochprazise Abscheidung von
Einzel- und Mehrschichtsystemen

Reproduzierbarkeit und B
Skalierbarkeit

durch Erfahrung bei der Ubertragung von
Technologien vom Labor in die
Serienfertigung
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WAFER-LEVEL-OPTIK

Optik trifft Halbleiter

Optische Interferenzschichten fur Filter-on-Chip-
CMQOS, hyperspektrale Sensoren & spektrale Abtastfilter

Optische Filterschichten, die direkt auf Glas-
oder Halbleiterwafern abgeschieden werden,
ermoglichen optische Produkte, die eine sehr
geringe GroBe und ein wettbewerbsfahiges
Preis-Leistungs-Verhaltnis haben. Daher
haben sie den Weg in verschiedene Méarkte
wie die Unterhaltungselektronik oder die
Automobilindustrie gefunden. Durch die
steigende Nachfrage nach GroB-
serienfertigung rickt die Wafer-Level-Optik in
den Fokus der Industrie.

Mit der OPTA X bieten wir Ihnen eine
Beschichtungsanlage, die speziell fur die
Anforderungen in den Bereichen der Photonik
und Wafer-Level-Optik entwickelt wurde.

FUr die Multilayer-Beschichtung von wafer-
basierten Mikrolinsen-Arrays, Halbleiter-Sen-
soren oder Filter-on-Chip-CMOS ermoglicht
Ihnen die OPTA X eine vollautomatisierte,
SEMI-kompatible Wafer-Handhabung zur
Integration in Halbleiterfabriken. Neben
Wafern mit 200 Millimetern Durchmesser ist
die OPTA X zusatzlich fur WafergréBen bis 300
Millimeter geeignet.

Optische Filterschichten direkt auf B
Halbleiterscheiben

zum Beispiel fUr Siliziumgeréate

Optische Uberwachung der Trans- B
mission oder Reflexion

direkt auf dem Wafer

SEMI-kompatible Waferhandhabung B

flr die Integration in Halbleiterfabriken
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OPTAX

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

CLUSTER-SYSTEME

far Forschung, Entwick-
lung & Produktion

[~

Schmalbandfilter

Beschichtungsbeispiel




Beschichtungsanlage fur
groBe astronomische
Spiegel

VISS

Vertikale
Beschichtungsanlage

[~

Hochreflektive
Beschichtunger
Beschichtungsbeispiel
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GROSSFLACHENOPTIK

Ultra-prazise optische

Beschichtungen flr groBe Aperturen

mit hochster GleichmaBigkeit

Sie suchen Beschichtungslésungen flr
optische GroBflachen mit extrem hohen An-
forderungen fur Anwendungen wie
astronomische Spiegelteleskope? Dann bietet
unsere Magnetronsputtertechnologie die
notige Prazision.

Im Teleskopbau werden Einzelspiegel mit
mehr als 8 m Durchmesser verwendet. Vor
dem Beschichten werden diese Spiegel-
optiken poliert, und das mit einer Genauigkeit
von 20 nm. Das spatere Aufbringen von hoch-
reflektierenden Aluminium-, Gold- oder
Silberschichten darf diese Abweichung von
der idealen parabolischen oder hyper-
bolischen Form des Spiegels nicht ver-
schlechtern. Das heiBt, es muss ebenfalls auf
wenige nm genau beschichtet werden.

Wir liefern GroBflachen- und Spezialbeschich-
tungsanlagen genau flr diesen Zweck.

Hochste Reflektivitat & E,/
Bestandigkeit

durch Magnetron-Sputtertechnologie fur
metallische Schichten &
Schutzbeschichtungen

Konturkonforme Abscheideprazision B

durch dynamische Prozessfuhrung

Beschichtung groBter B

Aperturflachen

durch angepasste Sonderkonstruktionen

Reflectivity (%)
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LINSEN &
OPTISCHE DOME

Breitbandentspiegelung & selektive Filter
durch konforme Beschichtung auf

gewOlbten Substratoberflachen

Wenn Sie Linsenelemente mit einer
interferenzoptischen Breitbandentspiegelung
oder selektiven Filterschicht versehen wollen,
mussen diese Beschichtungen bestimmte
Spezifikationen an Temperatur- und Umwelt-
stabilitat erflllen.

Das bringt besondere Herausforderungen mit
sich: eine gleichmaBige Filterfunktion entlang
der gekrimmten Substratoberflache, die beid-
seitige Entspiegelung der Linsenoberflachen,
eine zusatzliche optische Filterfunktion sowie
eine klimabestandige, mechanisch stabile
Linsenvergltung mit verbessertem Shift-
Verhalten des Filters durch dichtere
Schichten.

FUr solche Anforderungen bieten wir mit der
OPTA X eine Alternative zum Bedampfen.

Direktes Aufbringen von Filtern auf |\/ J
Linsenelemente

mit konkaven und konvexen Oberflachen

Dichte Schichten flr Frontlinsen B

mit hoher Abrieb- & Wetterfestigkeit

Ein- und beidseitige Beschichtung 8

von schweren Linsen mit groBem Durch-
messer

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

Verdampfungsanlage
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Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel
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Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel
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VERA OPTA X
Verdampfungsanlage Drehteller-Beschichtungs-
anlage

Vertikale
Beschichtungsanlage

I

Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel

[~

Dreifach-Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel
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OPTISCHE
INTERFERENZFILTER

Hochprazise optische Filter
durch spezielle Multilagenbeschichtung

Geringste optische Verluste, maglichst keine Absorption
und Streuung, hohe Transmission im Filter-Durchlass-
bereich, tiefe Blockung im Filter-Sperrbereich, steile,
prazise Filterkanten - das sind Anforderungen an
optische Interferenzfilter wie Bandpassfilter, Dichroi-
tische Filter, Strahlteiler, Polarisations- oder Kerbfilter.

Die Leistungsfahigkeit von Kameras, Projektoren, Teles-
kopen und optischer Messtechnik wird kontinuierlich
verbessert. Dafur werden standardisierte Komponenten
mit verbesserten interferenzoptischen Beschichtungen
benotigt.

Diese Multilagenschichten bestimmen die konkrete
Bauteilfunktion. AuBerdem reflektieren sie das Licht
oder spalten es selektiv in Teilstrahlen auf. Sie blockieren
einzelne Wellenlangen oder wirken als Durchlassfilter
fur einen bestimmten Lichtfrequenzbereich. Wir bieten
Ihnen Beschichtungsanlagen flr solch anspruchsvolle

Hochste Schichtdicken-
préazision

M

und Reproduzierbarkeit der
Abscheidung

&

auf zwei- & dreidimensionalen
Substraten

Anspruchsvolle Filter-
abscheidung

Geeignet flr ziel-
materialien flr alle Wellen-
l&ngen

M

Filterabscheidungen. von UV bis IR
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OPTA X

HOCHPRODUKTIVE

BEIDSEITIGE BESCHICHTUNG

flr anspruchsvolle Multischichtsysteme

Mit der OPTA X200 und OPTA X300 bieten wir Ihnen
hochproduktive Beschichtungsanlagen sowohl flir an-
spruchsvollste optische Schichtsysteme als auch fir die
prazise Abscheidung von z.B. leistungsstarken
piezoelektrischen Materialien wie AIN und AIScN. Dies trifft
insbesondere flr Mulitlagenoptiken mit einer hohen Anzahl
von wechselnden Schichten und hochwertige
Schichtstapel von mikroelektronischen Anwendungen und
Halbleiter-Systemen zu.

Die Drehteller-Anlagen beschichten beidseitig horizontal
und sind je nach Modell fur die Prozessierung von
Substraten mit 200 mm bzw. 300 mm Durchmesser (inkl.
G12-Wafer) ausgelegt. FUr eine optimale Beschichtung
kommt die spezielle CARS-Technologie zum Einsatz. Aber
auch weitere Prozessfihrungen wie Meta Mode, reaktives
oder nicht reaktives Sputtern stehen zur Verflgung.

Flr hochste Variabilitat konnen Magnetrons und/ oder
Plasmaguellen auf bis zu funf Ports pro Beschichtungsseite
integriert werden. In-situ-Messtechnik zur Verfolgung und
Korrektur des Beschichtungsfortschritts steht ebenfalls fur
optisches Monitoring zur Verfugung.

Beide Modelle sind mit einem automatischen Handlingsys-
tem ausgerUstet. Dieses ist modular aufgebaut und ermog-
licht eine sichere Bestlickung mit untersch[edlichen Sub-
straten, die in anpassbaren Carriern durch die Anlage ge-
schleust werden. w

Hochste Prazision & Qualitat B

durch schnelle, saubere, fehlerarme, homogene
Beschichtungen

Anti-Warp-Effekt B

durch beidseitige Beschichtung mit verschiedenen
Materialien

Variable Produktanpassung: B

Schichten, Schichtsysteme & Bauteil-Geometrie

OPTA X200

« FUr Anwendungen auf Substraten mit bis zu 200 mm Durchmesser
optimiert

« Erfullt hochste Ansprliche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten

« Einzigartige Homogenitat und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten flr optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

OPTA X300

» Prozessierung von Substraten bis 300 mm Durchmesser, inkl. G12-
Wafer

« Erflllt hdchste Anspriche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten

« Einzigartige Homogenitat und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten fur optimale Ergebnisse in der

Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

ANWENDUNGEN

ad BT

DUnnschicht-Sensoren| | Optische Fenster
fur Luft- & Raumfahrt

Displays fur Fahrzeuge| | Displays fur Unter-
haltungselektronik

MEMS

PiezoMEMS Linsen & Optische
Dome

Optische Interferenz-
filter

4
TECHNISCHE DATEN

Anderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

Substrate

Silizium-Wafer, Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsbreite
Bis zu 200/300 mm

Abscheidungsart
Doppelseitig, DC, pulsed DC, AC, CARS,
meta mode, reactives Sputtern, RF

Substrattemperatur
RT ... 300°C

Abscheidungstechnolgie
Magnetron-Sputtern: planar, rotatable

Transportart
Carrier oder Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS



flr groBflachige Spiegel

Sie suchen nach einer Beschichtungslésung fur groe
Spiegelteleskope? SKYVA Beschichtungsanlagen wurden
genau fur diese Anwendung entwickelt: sie liefern
homogene, hochreflektierende Metallschichten auf groBen
und gekrummten Substraten mit einem Durchmesser von

SKYVA

bis zu 8,4 m und ist in mehreren KammergroBen erhaltlich.

Das ermoglicht eine Skalierung von kleinen, Uber mittlere
bis hin zu groBen Aperturflachen.

FUr hochste Reflexionswerte setzen wir auf
anforderungsoptimierte ("enhanced") Silber- und
Aluminium-Schichtsysteme. Silber bietet die besten
Reflexionswerte im sichtbaren und nahinfraroten Bereich,
erfordert jedoch eine prazise abgestimmte Schutzschicht,
um Langzeitstabilitat und Bestandigkeit gegen Korrosion
sicherzustellen. Aluminium liefert eine sehr gute Reflexion
Uber ein breiteres Spektrum inklusive UV und ist in vielen
Anwendungen robuster.

SKYVA unterstutzt beide Beschichtungsmaterialien — von
Jprotected” bzw. ,enhanced” Silberschichten bis zu
optimierten, geschutzten Aluminium-Schichten — sowie
Mehrschichtsysteme, die Reflektivitatskurven gezielt an Ihr
Spektrum anpassen und exzellente Schichtuniformitat
auch Uber gekrimmte Flachen sicherstellen.

Zusatzlich bieten wir die Anlage optional mit einer
peripheren Waschanlage zur Reinigung des Spiegels vor
der erneuten Beschichtung an.

HOCHREFLEKTIERENDE SCHIGHTEN

Hochste Reflektivitat B

bei anspruchsvollsten Substratformaten

Zuverlassiger Betrieb & mechanische Stabilitat B
Uber Jahrzehnte

bei maximaler Substratsicherheit

Vollautomatische Ablaufe B

inklusive moderner Steuerung/Visualisierung fur den
Betreiber

|
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ANWENDUNGEN

GroBflachenoptik
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TECHNISCHE DATEN

Anderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

Substrate

Glassubstrate mit Durchmessern bis zu 8,4 m,
konkave und konvexe Geometrien

Substratbewegung
Rotation des Substrats oder Rotation der Quellen

Beschichtungsmaterialien
Al, Ag, NiCr, SiN, SiOx, Nb205 und weitere

Prozesstechnologien

Magnetronsputtern, thermische und/oder
Elektronenstrahlverdampfung, Plasma-
Vorbehandlung

Dickenuniformitat
<+5 % Uber einem Spiegel-Durchmesser von 8,4
m

Messung
In-situ optische Uberwachung, Quarz-Kristall-
Rate- und Dickenmessungen

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC



VISS

Optische Lift-off
Fenster Prozesse

Advanced Dielektrische
Packaging Spiegel

Wellenleiter GroBflachen-
far optik
Augmented

Reality

Displays fur
unter-
haltungs-
elektronik

Displays fur
Fahrzeuge

Leiterplatten Dunnschicht-
Photovoltaik

TOPCon Perowskit-
Solarzellen Tandem-
Solarzellen

Leistungs- Optische

elektronik Interferenz-
filter

HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME

fUr vertikale Prozesse &
mittlere Produktivitat

Die VISS400 und VISS600 sind modulare Anlagen flr vertikale Beschichtungsprozesse. Sie sind
ideal, wenn Sie Ihre Laboranwendungen in den ProduktionsmaBstab tberfihren wollen.

Beide Plattformen sind sowohl als Inline-Version mit einem Ende oder als Durchlaufversion fur
kontinuierliche Prozesse erhaltlich. Je nach Modell sind sie fur Substratbreiten von 400 mm
bzw. bis zu 600 mm zu skalieren. Die Substrate werden mit einem Carrier-System
transportiert, das vertikal um sieben Grad geneigt ist. Die Anlage kann be- und entladen
werden, ohne dass die Vorderseite der Substrate dabei berthrt wird.

Damit erlaubt das Anlagenkonzept die kosteneffiziente Beschichtung groBer Substrate.
Zusammen mit dem vertikalen Substrattransport ermaglicht dies einen partikelfreien
Beschichtungsprozess, der die VISS-Anlagen flr den Einsatz in der Halbleiterindustrie
qualifiziert — vor allem flr Anwendungen wie Advanced Packaging, Leistungselektronik und
Piezosensoren.

durch flexible
Konfigurationsoptionen

Skalierbar | \/| Leicht anpassbar an | \/| Laden ohne | \/|
) Ihre BedUrfnisse Berlihrung der
durch modulares Design i

durch Carrier-Transport

HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME

fUr horizontalen Substrattransport

Die HISS300 und HISS600 sind modulare Beschichtungsanlagen far die horizontale Beschich-
tung von Substraten. Sie sind die beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Produktions-
anlage mit kleinem oder mittlerem Durchsatz suchen, die mit bewahrter Technologie
ausgestattet ist.

Dank ihres modularen Aufbaus kénnen die Anlagen nach Ihren Bedurfnissen konfiguriert
werden. Wir bieten verschiedene Konfigurationen an: Zum Beispiel die Version mit nur einem
Ende flr einen kleineren Produktionsumfang.

Die Systeme bieten eine hohe Prozessflexibilitat fir Sputter- und Verdampfungsprozesse
sowie diverse Vor- und Nachbehandlungsmethoden.

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlagen mit standardisierten Modulen ermaglicht
eine kundenspezifische Konfiguration — sie kdnnen also an neue Prozesse oder Anforder-
ungen angepasst werden. Daher konnen unsere Kunden mit dieser Anlage auf Anderungen
der Anforderungen an Produkt und Prozess reagieren.

Beidseitige oder /] | | HoheFlexibiitst  [\/] | | Ideal fir F&E biszur [/]
einseitige i i Serienproduktion
Beschichtung in der Prozessteghnolgge . '
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CLUSTER SYSTEMS

ANWENDUNGEN
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HOCHFLEXIBLE
& SKALIERBARE
CLUSTER-SYSTEME

flr Forschung,
Entwicklung & Produktion

Die Cluster-Systeme CS200 und CS300 sind modulare Beschichtungsanlagen, die sich
fur hochflexible bzw. hochproduktive Prozesse in der Entwicklung bzw. Produktion
von Halbleiter-, Optik- bzw. Photovoltaik-Anwendungen eignen. Die Anlagen sind
speziell fir die Prozessierung von Substraten mit einem Durchmesser von 200 mm
bzw. 300 mm (inkl. G12-Wafer) ausgelegt.

Damit sind unsere Cluster-Systeme ideal Wahl flr die Entwicklung neuer
Beschichtungstechnologien und die Erzeugung von Schichten mit spezifischen Eigen-
schaften und einer hohen Reproduzierbarkeit. Zu den Anwendungen zahlen
Sensoren und die Silizium-Durchkontaktierung (TSV) fur die 3D-Advanced-Packaging-
Technologie in der Halbleiterindustrie. Dartber hinaus findet die CS300 in der Ent-
wicklung neuer Solarzell-Generationen wie TOPCon und Perowskit-Tandem ihren
Einsatz.

Dank ihrer groBen Flexibilitat helfen die Cluster-Systeme, Ihre Betriebskosten zu
senken. Sie sind individuell fir unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar. Um die
zentrale Transferkammer finden bis zu sieben Prozesskammern und eine oder
mehrere Schleusen Platz. Alle Kammern sind sowohl vakuum- als auch steuerungs-
technisch voneinander getrennt.

Skalierbar E‘/ Angepasst an lhre E‘/ Hilft lhnen E‘/

Bedrfnisse Betriebskosten zu
durgh modulares . senken
Design durch flexible

Konfiguration durch Flexibilitat

HOCHFLEXIBLES & ANPASSBARES
BESCHICHTUNGSSYSTEM

flr Verdampfungsprozesse

VERA-Systeme sind kompakte, Kalotten-basierte PVD-Batch-Beschichtungssysteme flr die
Verdampfung mit thermischen oder Elektronenstrahlverdampfern sowie lonenstrahl- und
Plasmaquellen.

Die Plattform bietet ein hohes MaB3 an Flexibilitat, einschlieBlich der Maglichkeit, verschiedene
Substrattypen zu bearbeiten, Mehrschichtbeschichtungen durchzufihren und
unterschiedliche Technologien einzusetzen. Sie kann als Stand-alone-System direkt im
Reinraum installiert oder automatisch durch eine Reinraumwand mittels Handling-System
beladen werden.

Die VERA-Plattform verflgt Uber flexible Konfigurationen, die kundenspezifisch angepasst
werden konnen, und gewahrleistet so die Anpassungsfahigkeit an verschiedene
Anwendungen in der Optik, Elektronik oder Halbleitertechnik. Die universelle Substrat-
kompatibilitdt wird durch den Einsatz von segmentierten Kuppeln, Paletten- oder Planeten-
Systemen erreicht.

Mit vier verschiedenen KammergroBen bietet das VERA-Portfolio die passende Losung sowohl
fur Entwicklungsprojekte als auch fur die Hochvolumen-Produktion. Zusatzlich umfasst die
Plattform optische Uberwachungsfunktionen zur Sicherstellung und Kontrolle der Prozess-
qualitat.

Breites Spektrum an B Kundenspezifische B Nutzung als eigen- B

Technologien KammergroBe standiges
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von einfacher thermischer von der LaborgroBe bis
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SERVICE PORTFOLIO

CLOSE TO YOU!

Rund um den Globus fur Sie da
Uberblick

Erstklassige Technologie, Qualitat und Produktivitat sind
der Schllssel zu Ihrem Erfolg und fester Bestandteil
unserer Anlagen.

Weltweit kommen VON ARDENNE-Beschichtungsanlagen
in Uber 50 Landern zum Einsatz. Die Betreuung der mehr
als 1000 installierten Anlagen erfolgt von unseren lokalen
Servicestandorten oder vom Unternehmenssitz in Dresden
aus. Bei Fragen oder Themen jeglicher Art unterstitzen wir
Sie telefonisch, personlich vor Ort oder per Remote-
Support.

Umfassender Support fir Ihre Anlagen E,/

Uber die gesamte Lebensdauer

Weltweit fiir Sie da V

mit Servicestandorten vor Ort

Breites Produktportfolio B

damit Sie alles aus einer Hand bekommen

G

REPRESENTATIVE

&

AN ALLEN
SERVICESTANDORTEN
BIETEN WIR:

3

Lokale Service-Hotline &
Qualifiziertes Servicepersonal [bis zu 24/7]

o
o
Service-Vertrieb

(s

Ersatzteilmanagement

0o

Inspektions- und
Wartungsservice

Upgrades & Nachristungen

&

Technisches Training

&)

Kundenschulungszentrum
am Standort Dresden

¥ QD

MALAYSIA

GEMEINSAM TESTEN,

BEMUSTERN & VERBESSERN

von der Simulation bis zur Pilotproduktion

Bemusterung & Schicht-
entwicklung

In unserem Technology & Application Center

Erkenntnisgewinn durch Simulation

der Schichtzusammensetzung & Eigenschaften

K

(TAC) arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an der

nachsten Generation Ihrer Beschichtungs-
anwendungen.

Von der Simulation der Schichtstapel und ihrer

Risikominimierung & schnellere Marktreife

durch industrielle Erprobung

K

Funktionalitat, Uber die Bemusterung im Labor-

und PilotmaBstab bis hin zur Messung und
Auswertung der Schicht- und Substrat-
eigenschaften: Wir sind auf die verschiedensten
Anforderungen vorbereitet. Das gibt Ihnen die

Individueller Zugang

zU einer Vielfalt an Beschichtungsmaterialien & Leistungen

K

Maoglichkeit, bereits vorab die Funktion der
Beschichtung fur Ihr Produkt auf relevanten
ProbengréBen zu testen.

Optimale Anlagenauslegung

durch Erprobung im skalierbaren Prozess

K

SIMULATION

hilft Ihnen, Ihren Prozess zu verstehen

Sie wollen Ihre Produktentwicklung beschleunigen? Und
Sie wissen, dass die Antwort darauf die multiphysikalische
Simulation und Modellierung ist? Sie wollen genaue
Ergebnisse? Aber welche Losung ist die richtige fur Sie?

Wir kdnnen Ihre Produktentwicklung und thr Upgrade-
Verfahren beschleunigen, indem wir den technischen
Aufwand mit modernster Modellierung und Simulation
reduzieren. So konnen Sie Ihre individuelle Vakuumlosung
planen oder Machbarkeitsstudien fir die Aufristung eines
laufenden Systems durchftihren.

Wir verflgen Uber eine herausragende Expertise inder
Multiskalensimulation und haben diese genutzt, um eine
hochoptimierte Systemleistung und beste Prozessqualitat
zu gewahrleisten.

TESTEN & SIMULIEREN
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VA CLEANROOM

REINRAUMGERECHTE BEMUSTERUNG
& ANLAGENMONTAGE

FUR PRAZISIONSOPTIK, PHOTONISCHE
SYSTEME & HALBLEITERANWENDUNGEN

VA CLEANROOM

Bemusterung & Schichtentwicklung

uUnser neuer Reinraum bietet beste Bedingungen mit ISO5- und ISO7-Zonen
zur Montage und Inbetriebnahme von Systemen fur komplexe Aufgaben in
den Bereichen Halbleitertechnik sowie Materialwissenschaft und
Medizintechnik, teilweise sogar mit den hochsten Reinheitsanforderungen
(ISO5 AMC).

Der Reinraum wird mit einer neuen OPTA X-Beschichtungsanlage
ausgestattet, die ab Mitte 2026 fur gemeinsame Material- und
Bauelemententwicklungen zur Verfligung steht. Gemeinsam mit einem
erstklassigen Team von Technikern und Entwicklern werden wir in der Lage
sein, zur nachsten Generation lhrer Beschichtungsanwendungen
beizutragen.

Wir decken den gesamten Prozess ab, von der Simulation von Schichten und
deren Funktionen Uber Labor- und PilotmaBstabsproben bis hin zur Messung
und Bewertung von Schicht- und Bauelementeigenschaften. Dies gibt Ihnen
die Moglichkeit, die Funktion der Beschichtung fur Ihr Produkt in einer
relevanten Umgebung oder einschlieBlich Ihrer Prozesskette im Voraus zu
testen.

Handhabung von Wafer-Substraten in B
1SO5-Umgebung

zur Analyse auf Wafer-Ebene oder flr weitere
externe Verarbeitung

Risikominimierung & schnellere B
Marktreife

durch industrielle Tests

Gewinnung von Erkenntnissen durch El/
begleitende Simulation

von Schichtprozessen und zugehorigen
Eigenschaften

Individueller Zugang El/

Zu einer Vielzahl von
Beschichtungsmaterialien & Dienstleistungen
sowie F&E-Partnern




UNSERE STARKEN

Eigenes Technology & Application Center

» Musterbeschichtungen von Kundenanwendungen
» Entwicklung von kundenspezifischen Schichtstapeln
» Produkt- und Prozessverifizierung und -optimierung
« Testen von neuen Technologien und Komponenten

Simulationsdienstleistungen

Wir bieten professionelle Simulationstechnik, um die beste
Prozessqualitat in Bezug auf Plasma, Warme und Kuhlung zu

gewahrleisten. Darliber hinaus helfen unsere Simulationswerkzeuge

dabei, Schichteigenschaften zu demonstrieren, zu entwickeln und
ZU verbessern sowie Prozesse, Details und die Leistung unserer
Systeme zu definieren oder zu optimieren.

Partnerschaften

VON ARDENNE verfugt Uber ein Netzwerk von Partnern far
Forschung und Entwicklung und zur Identifizierung zukunftiger
Technologien.

Es besteht aus:

 Fraunhofer Instituten

« Instituten der Helmholtz-Gesellschaft
« Universitaten

» Unternehmen

Globale Projekterfahrung

VON ARDENNE-Anlagen werden in Uber 50 Landern eingesetzt.
Wir haben eine installierte Basis von Hunderten von
Beschichtungsanlagen weltweit, von kleinen Systemen bis hin zu
Anlagen fur groBflachige Beschichtungsanwendungen flr
verschiedene Markte.

Umfassendes Service-Portfolio

» VON ARDENNE Servicestutzpunkte in aller Welt

« \Vor-Ort-Service

« Fernzugriff durch unsere Technikabteilung

» RegelmaBige technische und technologische Schulungen
« Ersatz- und VerschleiBteillager in Kundennahe

« Lebenszyklusverlangerung von VerschleiBteilen

Upgrades & Retrofits
Sobald Ihr Unternehmen wachst, wachst auch Ihre VON ARDENNE-

Anlagen mit ihren Aufgaben - dank des modularen Aufbaus und der

von uns angebotenen Upgrades. Wir liefern Innen auch die
notwendigen technologischen Upgrades, wenn Sie sich fur eine
Anderung Ihrer Anwendungen entscheiden.

Und wenn Ihre Anlagen in die Jahre gekommen sind, rasten wir lhre

Systeme mit neuen Komponenten nach, egal ob es sich um VON
ARDENNE- oder Fremdmaschinen handelt.

WER WIR SIND & WAS WIR TUN

VON ARDENNE entwickelt und fertigt Anlagen fur die industrielle
Vakuumbeschichtung von Materialien wie Glas, Wafer, Metallband

oder Kunststofffolie. Je nach Anwendung sind diese Schichten einen

Nanometer bis wenige Mikrometer diinn und verleihen den
Materialien neue funktionale Eigenschaften.

Aus diesen Materialien stellen unsere Kunden hochwertige
Produkte her, wie Architekturglas, Displays fur Smartphones und
Touchscreens, Solarmodule oder Warmeschutzfolien flr
Autoverglasung.

Wir bieten unseren Kunden technologisch ausgereifte
Vakuumbeschichtungsanlagen, umfassendes Know-how und
weltweiten Service. Die Schllsselkomponenten werden bei

VON ARDENNE selbst entwickelt und gefertigt. Anlagen und
Komponenten aus dem Hause VON ARDENNE leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Sie sind entscheidend
bei der Herstellung von Produkten, die helfen, weniger Energie zu
verbrauchen oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu
erzeugen.

WELTWEITER VERTRIEB UND SERVICE

VON ARDENNE GmbH (headquarters) | Am Hahnweg 8 | 01328 DRESDEN | GERMANY

Sales: +49 (0) 351 2637 189 | sales@vonardenne.com
Service: +49 (0) 351 2637 9400 | support@vonardenne.com

VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd. | +86 21 3769 0555 | sales-vave@vonardenne.com; Support-

vave@vonardenne.com

VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd. | +60 4408 0080 | sales-vama@vonardenne.com; support-vama@vonardenne.com

VON ARDENNE North America, Inc. | Ohio office | +1419 386 2789 | sales-vana@vonardenne.com; support-vana@vonardenne.com
VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd. | +84 28 6272 3189 | sales-vavn@vonardenne.com; support-vavn@vonardenne.com

VON ARDENNE India Pvt. Ltd. | sales-vaid@vonardenne.com; support-vaid@vonardenne.com
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